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Optische Geometrieprifung von Silizium-Ingots

MICRO-EPSILON

Die bei der Herstellung von Wafern verwendeten Silizium-Ingots mussen
héchsten Ansprichen gentgen. Bereits minimale Abweichungen in der
Geometrie oder Defekte in der Oberflache gefdhrden weitere Bearbei-
tungsprozesse. Deshalb wurde bislang eine Qualitatsprifung manuell
durch einen Werker durchgefuhrt. Die Prifung war aufwendig und nahm
viel Zeit in Anspruch.

Micro-Epsilon als Hersteller innovativer Prifsysteme hat ein Messsystem
entwickelt, das automatisch die Oberflache des Ingots Uberprift und
selbststandig eine Messung der Seitenlangen, Phasenlangen, Winkel
und Diagonallangen durchfuhrt.

Die automatisierte optische Prifung eroffnet vielféltige Vorteile. Sie ist
berthrungslos, verschleiBfrei und dbt keinerlei mechanische Einflisse auf
das Messobjekt aus und ist im Gegensatz zur manuellen Prifung sehr
gut reproduzierbar. Dennoch ist eine optische Geometriepriifung nur mit
viel Know-how moglich. Je nach Bearbeitungszustand des Ingots wech-
selt die Oberflache zwischen spiegelnd und matt. Im Normalfall regelt
sich die Belichtungszeit am Sensor abhangig vom Reflexionsgrad der
Oberflache automatisch je Profil. Andert sich aber die Oberflache inner-
halb einer Laserlinie, sind viele herkémmliche Scanner Uberfordert. Fr
die wechselnde Oberflache hat Micro-Epsilon eine technische Losung
mit dynamischer Belichtungsumschaltung entwickelt.

Anforderungen an das Messsystem
= Messen auf spiegelnder Oberflache
= Dynamische Belichtungsregelung

Systemaufbau

= Gesamtsystem mit 4 Sensoren simultan

= Uberpriifung der Abmessungen und der Winkel
= Kontrolle der Oberflachen des Silizium-Bricks

Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG A member of micro-epsilon group

Tel. 085 42/168-0 | www.micro-epsilon.de | info@micro-epsilon.de | Anderungen vorbehalten / 9780178-A021055VNI/VKI



